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(57) Abstract: The invention relates to a receptacle for a 
programmable, electronic processing device. Said receptacle is 
divided into at least one first and one second functional unit (7, 
8), which represent separate, in particular monolithically integrated 
components. The first fiinctional unit (7) defines all input and output 
interfaces of the whole processing device in terms of their electric 
properties- All basic connections of the second functional unit (8) 
can only be accessed externally by means of the first functional unit 
(7). For this purpose, the first functional unit (7) contains interface 
circuits, which electrically adapt the connections of the second 
functional unit (8) to the external conditions. 

(57) Zusammenfassung: Fine Aufnahmevorrichtung fiir eine 
programmierbare, elektronischen Verarbeitungseinrichtung. Diese ist 
in mindestens eine erste und zweite Funktionseinheit (7, 8) aufgeteilt, 
die separate, insbesondere monolithisch integrierte Bauelemente 
darstellen. Die erste Funktionseinheit (7) definiert alle Fin- und 
Ausgangsschnittstellen der gesamten Verarbeitungseinrichtung beziiglich ihrer elektrischen Eigenschaften. Alle wesentlichen 
Anschliisse der zweiten Funktionseinheit (8) sind von auBen nur uber die erste Funktionseinheit (7) zuganglich. Die erste 
Funktionseinheit (7) enthalt hierzu AnpaBschaltungen, die der elektrischen Anpassung der Anschlusse der zweiten Funktionseinheit 
(8) an die AuBenbedingungen dienen. 




wo 03/065453 



1 



PCT/EP03/00987 



Aufiiahmevorrichtung fur eine programmierbare. elektronische Verarbeitungseinrichtung 

Die Erfindung betrifft eine Aufiiahmevorrichtung im Sinne eines Bauelementegehauses oder einer 
Umhullung oder einer Tragereinrichtung fur eine programmierbare, elektronische 
5 Verarbeitungseinrichtung. Derartige Verarbeitungseinrichtungen bilden in der Regel einen Prozessor, 
der mindestens eine monolithisch integrierte Schaltung umfallt. Je nach Anwendungsfall werden 
sowohl analoge als auch digitale Signale oder Daten verarbeitet. Die relativ kleinen elektronischen 
Bausteine erlauben es, diese Prozessoren auch noch mit Zusatzschaltungen, wie Speichem usw., in 
einem relativ kleinen Gehause unterzubringen. Man spricht wegen den kleinen Gehauseabmessungen 
1 0 daher auch von Mikroprozessoren. Wenn mindestens zwei Einzelstnikturen in einer 

Aufiiahmevorrichtung untergebracht sind, bezeichnet man dies zur Unterscheidung der Falle, bei 
denen nur eine einzige monolithisch integrierte Schaltung vorliegt, auch als Hybridschaltung. 

Die Verwendung von Mikroprozessoren im Bereich der gesamten Technik nimmt standig zu, da mit 
1 5 ihrer Hilfe Regelxmgs- und Steuerungsprozesse optimiert werden konnen. Der zusatzliche Aufwand 
ist dabei relativ gering und erlaubt dezentrale Losungen. Ein grofies Anwendungsfeld stellt hierbei 
der Maschinenbau dar, insbesondere der Kraftfahrzeugbereich, der zunehmend auf derartige 
Mikroprozessoren zuriickgreift, um das Fahrzeugverhalten an den verschiedensten Stellen zu 
optimieren. 

20 

In vielen Fallen, bei denen derartige Prozessoren eingesetzt werden konnen, ergibt sich aber eine 
grundsatzliche Schwierigkeit dadurch, daB die Zykluszeiten fiir den Hersteller und den Anwender 
dieser Prozessoren sehr imterschiedlich sind. Wenn derartige Prozessoren Eingang in ein technisches 
System finden, dann soUte uber die gesamte Entwicklungs-, Planungs-, Fabrikations- und 
25 Betriebszeit des zugehorigen Systems ein moglichst gleichbleibendes Produkt fiir die Fertigung und 
den Ersatz zur Verfiigung stehen. 

Bei einer Technologieanderung sind neben den Anderungen der elektrischen Anschlufiparameter auch 
die geanderten Empfindlichkeiten gegenuber Uberspannungen, Verpolungen und gegeniiber 
30 eingestrahlten elektromagnetischen Storungen zu berucksichtigen. Femer andert sich auch die 

Storwirkung gegenuber anderen Schaltungen, beispielsweise durch steilere Takt- und Datenflanken, 
die uber relativ lange Leitungen als elektromagnetische Storsignale wirksam werden. 
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Die Entwicklung in der Halbleitertechnik eilt in der Regel dem durch den Anwender vorgegebenen 
Zeitrahmen davon, weil sie aktuellen Technologieveranderungen folgen muB, um immer komplexere 
Schaltungen realisieren zu konnen. Uberholte Technologien waiter zu verwenden bedeutet parallele 
Produktionslinien, die in der Regel nicht wirtschaftlich sind, weil die Auslastung nicht gesichert ist. 

5 

Es ist daher Aufgabe der im Anspruch 1 gekennzeichneten Erfindung, hier einen geeigneten 
Losungsweg anzugeben, der es einerseits dem Halbleiterhersteller ermoglicht, neueste 
Halbleiterherstellungsverfahren anzuwenden und andererseits auch ermoglicht, dem Anwender eine 
Garantie fur ein langfristig konstantes Produkt anzubieten. 

10 

Diese Aufgabe wird durch die im Kennzeichen des Patentanspruchs 1 gegebene Lehre gelost. Die 
Auj&iahmevorrichtung nach der Erfindung und die Verarbeitungseinrichtung sind dabei nicht als 
luiabhangige Teile anzusehen, sondem der Aufiiahmevorrichtung wird eine erste Funktionseinheit der 
Verarbeitungseinrichtung zugeordnet, die im wesentlichen die elektrischen Aufienbedingungen der 

1 5 Verarbeitungseinrichtung definiert. Die eigentliche Verarbeitung findet dabei in einer zweiten 

Funktionseinheit statt, deren wesentlichen Anschliisse im normalen Betriebs&ll von auBen nur iiber 
die extemen Anschliisse der ersten Funktionseinheit zuganglich sind. Unter wesentlichen 
Anschliissen werden hierbei diejenigen Anschliisse gerechnet, die beziiglich ihrer elektrischen 
Parameter von aufien gesehen kritisch sind, weil ihre Toleranzen eng sind oder weil ihr aktives oder 

20 passives Storverhalten zu beachten ist. Unkritische Anschliisse, beispielsweise Set- oder Reset- 
Eingange, konnen darunter ^len, miissen nicht unbedingt iiber die erste Funktionseinheit gefiihrt 
werden, obgleich das langfristig im Hinblick auf die nicht voraussehbare Entwicklung der 
Technologic sicherer ist. Die Anordnung mit einer ersten und zweiten Funktionseinheit in einer 
Aufiiahmevorrichtung ist ahnlich wie bei einer Hybridschaltung, hat hier jedoch einen ganz anderen 

25 Zweck. Die erste Funktionseinheit, die auch aus mehr als einer monolithisch integrierten Schaltung 
bestehen kann, dient im wesentlichen nur dazu, die AuBenbedingungen zu definieren und geeignete 
AnpaBschaltungen fur die zweite Funktionseinheit zur Verfiigung zu stellen. Dadurch wird die 
eigentHche Verarbeitungseinrichtung, die in der zweiten Funktionseinheit enthalten ist und die 
ebenfalls auch aus mehr als einer monolithisch integrierten Schaltung bestehen kann, gleichsam von 

30 auBen gesehen maskiert. Neben den reinen AnpaBschaltungen kann die erste Funktionseinheit auch 
Schaltungsteile von allgemeinerer Funktion enthalten, beispielsweise Oszillatoren, Regelschaltungen 
fixr Versorgxmgsspannungen, Pufferschaltungen, Schutzschaltungen usw. Die Regelschaltungen fiir 
Versorgungsspannungen ermoglichen einen autonomen Betrieb des Mikroprozessors in einem 
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Versorgungsnetz mit einer ungeregelten oder einer zu hohen Versorgungsspannung. Dies ist 
insbesondere fur den Betrieb der zweiten Funktionseinheit wichtig, deren Versorgungsspannung 
gegebenenfalls an die verwendete Technologic angepaBt werden muB, andererseits aber fur andere 
elektronische Schaltungen oder Mefleinrichtungen die urspningliche Versorgungsspannung 
5 beibehalten werden muB. Da in der Kegel in der Verarbeitungseinrichtung auch 

Speichereinrichtungen vorhanden sind, werden deren Schreib- und Loschspannungen ebenfalls 
zweckmaBigerweise in der ersten Funktionseinheit erzeugt oder angepaBt. 

Die Aufteilung in eine erste und zweite Funktionseinheit erlaubt nun, daB eine technologische 
1 0 Weiterentwicklung der eigentlichen Verarbeitungseinrichtung moglich ist, ohne daB dies von auBen 
benicksichtigt werden muB, sofem bei der ersten Funktionseinheit die Technologic beibehalten wird. 
Weiterentwicklungen der Technologie sind in der Kegel mit hoheren Verarbeitungsraten und 
kleineren Spannungspegeln verknupft. Die Verarbeitungsraten erhohen gegebenenfalls iiber die 
relativ langen Zuleitungen das zu beriicksichtigende Storpotential. Die hoheren Verarbeitungsraten 
1 5 lassen wiedenim fur viele Vorgange eine sequentielle Datenverarbeitung zu, fiir die zuvor wegen der 
geringeren Verarbeitungsgeschwindigkeit eine parallele Verarbeitung erforderlich war, Parallele 
Verarbeitungen haben aber in der Kegel auch parallele Datenein- und -ausgange zur Folge, wodurch 
die Anzahl der Anschlufikontakte und damit die erforderliche Kristallflache erhoht wird. Somit ist es 
trotz der zunehmenden Funktionalitat der Prozessoren erforderlich, die Anzahl der Anschlufikontakte 
20 moglichst nicht in gleicher Weise zunehmen zu lassen, sondem zu begrenzen. Eine serielle Ein- und 
Ausgabe der Daten in der zweiten Funktionseinheit ist somit anzustreben. Dies erfordert aber in der 
ersten Funktionseinheit entsprechende Umsetzungseinrichtungen. 

Wenn die Anpafischaltungen nicht fest, sondem programmierbar sind, ist die Flexibilitat naturlich 
25 noch grdBer, denn dann ist eine Anpassung iiber das Programm moglich, Andem sich bei dem 

Prozessor durch eine neue Technologie beispielsweise die Ein- und Ausgangspegel, dann werden die 
neuen Spannungspegel der Anpafischaltungen entsprechend iiber das Programm angepafit. 

Die Erfindung und vorteilhafte Weiterbildungen werden nun anhand der Figuren der Zeichnung 
30 naher beschrieben: 

Fig. 1 zeigt schematisch die Aufsicht auf eine typische Aufiiahmevorrichtung fiir eine monolithisch 
integrierte Schaltung nach dem Stand der Technik, 
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Fig, 2 zeigt schematisch die Aufsicht auf eine typische Aufiiahmevorrichtung fiir eine 
Hybridschaltung nach dem Stand der Technik, 

Fig. 3 zeigt schematisch die Aufsicht auf eine Aufiiahmevorrichtung nach der Erfindung fur die 
Aufiiahme einer lateralen Anordnung von einer ersten und zweiten Funktionseinheit, 
5 Fig. 4 zeigt schematisch in Aufsicht eine Aufiiahmevorrichtung nach der Erfindung zur Aufiiahme 
einer Stapelanordnung der ersten und zweiten Funktionseinheit, 

Fig. 5 zeigt schematisch in Aufsicht eine Aufiiahmevorrichtung nach der Erfindung zur Aufiiahme 
einer Kombination aus einer Stapelanordnung und einer lateralen Anordnung, 
Fig. 6 zeigt schematisch in Aufsicht eine Aufiiahmevorrichtung nach der Erfindung, bei der alle 
1 0 Kontakte der ersten und zweiten Funktionseinheit zunachst auf einen passiven Trager gefiihrt sind, 
und 

Fig. 7 zeigt schematisch als seitliches Schnittbild eine Aufiiahmevorrichtung etwa gemaJl Fig. 6, 
wobei die extemen Anschlufikontakte allerdings durch ein Array von Lotpunkten definiert sind. 

15 In Fig. 1 ist schematisch in Aufsicht die typische Anordnung einer monolithisch integrierten 
Schaltung 1 in einer Aufiiahmevorrichtung nach dem Stand der Technik dargestellt. Als 
Aufiiahmevorrichtung dient dabei meist ein thermisch verpreBbares KunststofFgehause, dessen 
aufiere Umrandung durch eine Lime 2 wiedergegeben ist. Der Trager der monolithisch integrierten 
Schaltung 1 ist in der Regel ein flaches Stanzteil 3 aus Metall, das sogenannte „Frame", das einmal 

20 die elektrischen Durchfiihrungen fur die Anschlufikontakte der monolithisch integrierten Schaltung 
durch das Kunststoffgehause bildet und zum anderen auch eine Plattform 4 zur Aufiiahme der 
monolithisch integrierten Schaltung 1 enthalt. In der Regel ist diese Plattform mit einem nach aufien 
fuhrenden Masseanschlufikontakt verbunden. Die Anschlufikontakte der monolithisch integrierten 
Schaltung 1 sind uber Bondverbindungen mit den zugehorigen inneren Anschliissen des Frames 3 

25 verbunden. Alle extemen Zuteitungen zur monolithisch integrierten Schaltung 1 fuhren liber das 
Frame 3. 

Fig. 2 zeigt schematisch die Aufsicht auf eine Hybridschaltung nach dem Stand der Technik. Die 
Hybridschaltung besteht hierbei aus zwei monolithisch integrierten Schaltungen 5, 6. Wird als 
30 Trager wieder ein Frame 3 mit einer Plattform 4 verwendet, dann befinden sich beide monolithisch 
integrierten Schaltungen nebeneinander auf dieser Plattform. Die Kontaktierungen der monolithisch 
integrierten Schaltungen 5, 6 erfolgen iiber Bondverbindungen, die entweder auf die zugehorigen 
Anschlufibeine des Frames 3 gefuhrt werden oder direkt von Schaltung zu Schaltung. In einigen 
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Fallen verwendet man auch eine Stapelanordnung, bei der die kleinere Schaltung auf die groBere 
aufgeklebt wird. Bei der kleineren Schaltung handelt es sich meist um Speicherschaltungen oder 
Schaltungen mit speziellen Bauelementen wie Kondensatoren, Spulen, Filtem usw. 

5 Hybridschaltungen werden geme dort verwendet, wo Schaltungsteile mit unterschiedlichen 

Grundfimktionen zusammenwirken, beispielsweise eine Analogschaltung und eine Digitalschaltung, 
eventuell auch noch in Verbindung mit unterschiedlichen Speichertypen. Fiir jede Schaltung steht 
damit die optimale Technologic zur Verfiigung. Es konnen auch Produkte unterschiedlicher 
Hersteller auf diese Weise miteinander kombiniert werden. Als Aufiiahmevorrichtungen fur 
1 0 Hybridschaltungen finden sich auch ganze Schaltungsplatinen, wobei die Kontaktierung in der Regel 
ebenfalls iiber Bondverbindungen erfolgt. Die einzelnen Schaltungen und die Bondverbindiuigen auf 
der Platine werden dann durch eine KunststofifumhuUung geschutzt. 

In Fig. 3 ist schematisch die Aufsicht auf eine Aufiiahmevorrichtung nach der Erfindung mit einer 
1 5 lateralen Anordnung von einer ersten und zweiten Funktionseinheit 7, 8 dargestellt. Die laterale 
Anordnung der beiden monolithisch integrierten Fimktionseinheiten 7, 8 ist relativ ahnlich zur 
nebenstehenden Anordnung der beiden monolithisch integrierten Schaltungen 6 von Fig. 2. Der 
Unterschied besteht allerdings darin, daB in Fig. 3 alle aufieren Kontakte nur mit der ersten 
Funktionseinheit 7 verbunden sind und die zweite Funktionseinheit 8 nur Verbindungen zur ersten 
20 Funktionseinheit 7 aufweist. Der gemeinsame Masseanschlufi uber die Plattform 4 stellt dabei eine 
Ausnahme dar. Die Fig. 3 zeigt schon in der schematischen Darstellung, dafi bei der Verwendung 
eines Frames 3 diese Aufiiahmevorrichtung auf relativ wenige auBere AnschluBbeine begrenzt ist, 
weil die Bondverbindungen nur eine begrenzte Geometric der Kontaktierung zulassen und ein 
Ausgleich durch die Ausgestaltung der intemen Frame-Zufiihrungen nur teilweise moglich ist. Eine 
25 gewisse Abhilfe stellt hier die in Fig. 4 dargestellte Stapelanordnung dar. 

Bei der in Fig. 4 dargestellten schematischen Stapelanordnung mit zwei oder mehr Schaltungsteilen 
auf einer Frame-Plattform 4 bleibt eine zentrale Anordnung wie etwa in Fig. 1 erhalten, so daB alle 
inrieren Frame-Kontakte des Frames 3 vom Rand der ersten Funktionseinheit 7 aus iiber 
30 Bondverbindungen gut erreichbar sind. Durch die Stapelanordnung kommt der ersten 

Funktionseinheit 7 eine Tragerfunktion fur die zweite Funktionseinheit 8 zu. Dies setzt natiiriich 
voraus, daB die Kristallflache der ersten Funktionseinheit 7 wesentlich groBer als die Kristallflache 
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der zweiten Fxxnktionseinheit 8 ist. Die Gehauseumrandung bzw. die Grenze der KunstofifiimhuUung 
wird durch die Linie 2 dargestellt. 

Fig, 5 zeigt schematisch als Ausfuhrungsbeispiel eine Kombination aus einer Stapelanordnung und 
5 einer lateralen Anordnung auf einer Frame-Plattform 4. Die Stapelanordnung entspricht dabei etwa 
Fig. 4 und die laterale Anordnung etwa Fig. 3. Die erste Funktionseinheit 7 tragt die zweite 
Funktionseinheit 8 und ist aber auch noch lateral mit einer weiteren zweiten Funktions- oder 
Hilfseinheit 9 verbunden, die sich auf der gemeinsamen Frame-PIattform 4 befindet. AUe nach auBen 
weisenden Anschlusse gehen nur uber die ersten Funktionseinheit 7. Bei der Einheit 9 kann es sich 
1 0 beispielsweise um einen Speicherbaustein handeln. Ob dessen Anschlusse mittelbar iiber die erste 
Funktionseinheit 7 oder direkt durch Bondverbindungen auf die zweite Funktionseinheit 8 gefuhrt 
sind, hangt in erster Linie von den raumlichen Gegebenheiten ab. Die Gehauseumrandung bzw. die 
Grenze der KunstofiEumhuUung wird durch die Linie 2 dargestellt. 

1 5 Fig. 6 zeigt schematisch in Au£sicht ein Ausfiihrungsbeispiet fiir die Au&ahmevorrichtung, bei der 
das Problem der schlechten Zuganglichkeit der aufieren Anschlusse 30 von der ersten 
Fimktionseinheit 7 infolge der lateralen Anordnimg der ersten imd zweiten Funktionseinheit 7, 8 
gelost ist. Ein elektrisch isolierender Trager 10, der beispielsweise aus einer Keramikmasse mit einer 
oberflachig aufgebrachten Verdrahtungsebene 1 1 besteht, nimmt an deren Oberfldche die erste und 

20 zweite Funktionseinheit 7, 8 auf. Die Verdrahtungsebene 1 1 kann dabei aus mehreren, voneinander 
isolierten Verdrahtungsschichten bestehen, um alle Verbindungsleitungen 12, 13, 14, 15, 16 17 und 
zugehdrige Kontaktierungszonen 20 zu bilden. Uber Bondverbindungen 40 werden die 
Zw^schenverbindungen von der ersten und zweiten Funktionseinheit 7, 8 zu den Kontaktierungszonen 
20 der Verbindungsleitungen hergestellt. Die Verbindungsleitungen sind gegeneinander und 

25 gegeniiber der Oberflache isoliert und konnen sich daher beliebig kreuzen oder unter der ersten oder 
zweiten Funktionseinheit 7, 8 hindurchgefuhrt werden, vergleiche beispielsweise die Kreuzimg der 
Leitungen 15, 16 und die Leitung 17, die unterhalb der zweiten Funktionseinheit 8 verlauft. Dadurch 
sind alle aufieren Anschlusse 30 der Aufhahmevorrichtung von der ersten Funktionseinheit 7 aus gut 
erreichbar. Der Trager 10 ist auch mit den aufieren Anschlussen 30 verbunden oder diese sind in den 

30 Trager bei dessen Herstellung schon eingebettet worden. Das Ganze wird von einer 

Kunststoffumhiillung umschlossen, deren Umrandung durch die strichpunktierte Linie 2 dargestellt 
ist. 
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Fig, 7 zeigt schlieBlich schematisch als seitliches Schnittbild eine weitere Aufiiahmevorrichtung mit 
einem Trager 10 und einer lateralen Anordnung der ersten und zweiten Funktionseinheit 7, 8. Die 
Anordnung ist dabei etwa ahnlich wie bei Fig, 6. Im Unterschied dazu sind die extemen 
Anschlufikontakte aber durch ein Array von Lotpunkten 35 definiert. Diese Anordnung wird dort 
5 verwendet, wo die Anzahl der extemen Anschlufikontakte so hoch ist, dafi bei einer linearen 

Anordnung der Anschlufikontakte an den Randem die gegenseitigen Abstande zu klein werden. Die 
Lotpunkte 35 sind mit jeweils einer Tragerdurchfuhrung 36 verbunden, der die elektrische 
Verbindung zur Verdrahtungsebene 1 1 herstellt. In der Seitenansicht sind auch gut die 
Bondverbindungen 40 von der ersten und zweiten Funktionseinheit 7, 8 auf die Verdrahtungsebene 
10 11 zu sehen. 



Die Erfindung ist selbstverstandlich bei der Aufteilung in eine erste und zweite Funktionseinheit 
nicht auf die Verwendung von monolithisch integrierten Schaltungen beschrankt. Wenn es sich als 
zweckmafiig erweist, konnen auch andere Herstellungsver^ren fur die einzelnen Schaltungsteile 
1 5 verwendet werden. Wichtig ist allein, daB von aufien ein elektrisch konstantes Verhalten der 
Verarbeitungseinrichtung gewahrleistet wird, das durch die Maskierung der eigentlichen 
Verarbeitungseinrichtung mittels einer ersten Funktionseinheit mit konstanten elektrischen 
Parametem erreicht wird. 
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Patentanspriiche 

1. Aufhahmevorrichtung mit einer programmierbaren, elektronischen Verarbeitungseinrichtung, 
insbesondere einem Mikroprozessor, die mindestens in eine erste und zweite Funktionseinheit (7, 

5 8) aufgeteilt ist, die separate, insbesondere monolithisch integrierte, Bauelemente darstellen, 

dadurch gekennzeichnet. dafi 

- die erste Funktionseinheit (7) alle Ein- und Ausgangsschnittstellen der Verarbeitungseinrichtung 
1 0 beziiglich ihrer elektrischen Eigenschaften definiert, 

- alle wesentlichen Anschlusse der zweiten Funktionseinheit (8) von aufien nur uber die erste 
Funktionseinheit (7) zuganglich sind, wobei unmittelbarer Zugange in der Regel ausgeschlossen 
sind, und 

15 

- die erste Funktionseinheit (7) Anpafischaltungen enthalt, die der elektrischen Anpassung der 
Anschlusse der zweiten Funktionseinheit (8) an die Aufienbedingungen dienen. 

2. Aufiiahmevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Aufiiahmevorrichtung 
20 zunachst unbestiickt ist oder nur einen Teil der programmierbaren elektronischen 

Verarbeitungseinrichtung enthalt, wobei die Aufiiahmevorrichtung so ausgebildet ist, daB der 
fehlende Teil oder die fehlenden Teile der Verarbeitungseinrichtung nachtraglich einfugbar sind. 

3. Aufiiahmevorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dafi der in der 

25 Aufiiahmevorrichtung enthaltene Teil der ersten Funktionseinheit (7) zuzurechnen ist. 

4. Aufiiahmevorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB 
mindestens in einer der Anpafischaltungen eine Anderung eines Spannungspegels erfolgt. 

30 5. Aufiiahmevorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dafi mindestens ein 

VersorgungsanschluC der zweiten Funktionseinheit (8) iiber die erste Funktionseinheit (7) 
gespeist ist, wobei die Anpafischaltung einen Spannungsregler enthalt. 
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6. Aufiiahmevorrichtxing nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dafl 
mindestens in einer der Anpafischaltungen eine Anderung eines Strompegels erfolgt. 

7. Aufhahmevorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB 

5 mindestens in einer der Anpafischaltungen eine Umsetzung von einem seriellen Datenstrom in 

einen parallelen Datenstrom oder von einem parallelen Datenstrom in einen seriellen Datenstrom 
erfolgt. 

8. Aufiiahmevorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB 

1 0 mindestens in einer der Anpafischaltungen eine Zwischenspeicherung von ein- oder ausgehenden 

Daten erfolgt. 

9. Aufiiahmevorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB 
mindestens eine der Anpafischaltungen in ihren elektrischen Eigenschaften programmierbar ist. 

15 

10. Aufiiahmevorrichtung nach Anspruche 9, dadurch gekennzeichnet, dafi far mindestens eine der 
Anpafischaltungen ein Mefimodus programmierbar ist. 

11. Aufiiahmevorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dafi im Mefimodus 
20 mindestens fiir eine der Anpafischaltungen ein direkter Signalpfad von einem nach aufien 

fiihrenden Anschlufi der Aufiiahmevorrichtung zu einem Anschlufi der zweiten Funktionseinheit 
(8) mittels des Programms durchschaltbar ist, wobei der uber die Anpafischaltung fiihrende 
mittelbare Signalpfad abgeschaltet ist. 
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